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摘要(译)

本发明所涉及的超声波观测装置具备：频率分析部，其通过对基于回波
信号生成的信号的频率进行分析来计算多个频谱；特征量计算部，其分
别计算多个频谱的特征量，基于三个衰减率候选值中的各个衰减率候选
值来计算频谱的校正特征量，在按每个衰减率候选值计算出校正特征量
的统计性偏差之后生成基于该偏差的二次函数，将在二次函数中使统计
性偏差最小的衰减率候选值设定为最佳衰减率；以及特征量图像数据生
成部，其生成将基于最佳衰减率的校正特征量与超声波图像一起显示的
特征量图像数据。
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